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Priifungsantrag gem. 5 44 PatG ist gestellt 

(§) Verfahren zum Vermessen von Schneidkanten 

Die Schneidkanten (2) am Umfang eines sich drehenden 
Fraswerkzeugs (1) werden beriihrungslos vermessen. Je- 
weils in einer MeGebene (12) unterbrechen die Schneidkan- 
ten (2) den Strahlengang einer optischen Abtasteinrichtung 
(7). Das Fraswerkzeug (1) und die optische Abtasteinrich- 
tung (7) werden relativ zueinander verfahren. Die Positionen 
dieser Vorschubbewegung werden durch etn Wegmefisy- 
stem (6) erla&t. Der von der LichtqueMe (8) der optischen 
Abtasteinrichtung (7) erzeugte koharente Lichtstrahl wird in 
der Me&ebene (12) fokussiert. Die Positionen des Wegmeft- 
systems (6) bei Unterbrechungen des Strahtengangs durch 
die Schneidkanten (2) werden in einer Auswerteeinrichtung 
(16)erfaat. 
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Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum beriihrungs- 
losen Vermessen von Schneidkanten am Umfang eines 
sich drehenden Fraswerkzeugs, wobei die Schneidkan- 
ten jeweils in der die Fraswerkzeugachse enthaltenden 
MeQebene durch den Strahlengang einer aus einer 
Lichtquelle und einem Fotodetektor bestehenden opti- 
schen Abtasteinrichtung erfaBt werden, deren optische 
Achse lotrecht zur MeBebene und tangential zum Flug- 
kreis der Schneidkanten verlauft. 

Die Vermessung der Schneidkanten von Fraswerk 
zeugen dient der Ermittlung des Rundlauffehlers und 
des Flugkreisdurchmessers. Der Rundlauffehler der 
Schneidkanten an Fraswerkzeugen ist eine wichtige 
EinfluBgroBe sowohl fur die Fertigungsgenauigkeit als 
auch fur die Wirtschaftlichkeit des Frasvorgangs. Fol- 
gen eines unzulassig hohen Rundlauffehlers sind unter 
anderem reduzierte Werkzeugstandzeiten infolge von 
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Messung an sich drehenden Fraswerkzeugen, insbeson- 
dere nicht bei hohen Drehfrequenzen, eingesetzt wer- 
den. 

Bei einem bekannten Verfahren der eingangs genann- 
ten Gattung (Sloferle und Hartmann, Beitrag zur Lage- 
messung aller Schneidkanten an Fraswerkzeugen, Z. 
Werkstatt und Betrieb 109 (1976) 3, S. 183, 188, Bild 12) 
wird auf einem Fotodetektor, der als Fotodiodenzeile 
ausgef uhrt ist, ein Bild der in der MeBebene befindllchen 
Schneidkante erzeugt. Je nach der Anzahl der dabei 
belichteten Fotodioden wird der Radius des Flugkreises 
der Schneidkante ermittelt. Wahrend des MeBvorgangs 
bleibt der gegenseitige Abstand der Frascrachse zur 
optischen Achse der optischen Abtasteinrichtung kon- 
stant. Fur die McBgenauigkeit ist es von groBer Bedeu- 
tung, daB sich die Schneidkante im Augenblick des MeB- 
vorgangs mdgiichst genau in der MeBebene befindet. 
Diese an sich schon schwierige Anforderung wird mit 
wesentlich groBerer Fraserdrehfrequenz noch erheblich 



Schwingungen und unterschiedlicher Schneidenbela- 20 schwieriger und kann bei den bei modernen Hochge- 



stung, eine erhohte Belastung der Maschine, insbeson- 
dere deren Hauptspindel, MaBabweichungen und eine 
verminderte Oberflachengute des Werkstucks. 

Statische Rundlauffehler der Schneidkanten treten 
bereits beim sich langsam drehenden oder stehenden 
Fraswerkzeug auf und sind bedingt durch einen 
Schneidkantenversatz am Werkzeug infolge von Ein- 
stellfehlern bei einstellbaren Werkzeugcn oder durch 
Fertigungstoleranzen bei monolithischen Werkzeugen 
sowie Werkzeugen mit aufgeloteten Schneiden. 

Dynamische Rundlauffehler der Schneidkanten tre- 
ten erst bei hoheren Drehzahlen des Fraswerkzeugs auf 
und sind bedingt durch eine Biegung des Werkzeugs 
infolge von Unwuchten und den daraus resultierenden, 



schwindigkeitsfrasverfahren ublichen Drehfrequenzen 
nicht mehr eingehalten werden. Der Einsatz des be- 
kannten Verfahrens ist daher fiir die Vermessung 
schnellaufender Fraser, insbesondere fiir das Hochge- 
25 schwindigkeitsfrascn, nicht moglich. 

Aufgabe der Erfindung ist es daher, ein Verfahren der 
eingangs genannten Gattung so auszubilden, daB es bei 
schnellaufenden Fraswerkzeugen, insbesondere bei den 
beim Hochgeschwindigkeitsfrasen ublichen Betriebs- 
30 drehfrequenzen, eingesetzt werden kann. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB dadurch gelost, 
daB ein von der Lichtquelle erzeugter koharenter Licht- 
strahl in der MeBebene fokussiert und die Lichtquelle 
auf der aktiven Flache des Fotodetektors abgebildet 
meist drehfrequenzabhangigen Unwuchtkraften. Auch 35 wird, daB das Fraswerkzeug und die optische Abtastein- 
Fliehkrafte im Bereich der Werkzeugeinspannung ktin- richtung wahrend des MeBvorgangs relativ zueinander 
nen beispielswcise durch die Aufweitung von Spannzan- in der gemeinsamen Normalrichtung der Fraswcrk- 
gen zu drehfrequenzabhangigen Rundlauffehlern fun- zeugachse und der optischen Achse verfahren werden, 
ren. daB diese Relativbewegung durch ein WegmeBsystem 

Weitere Ursachen fur statische oder dynamische 40 erfaBt wird, und daB in einer Auswerteeinrichtung die 
Rundlauffehler konnen Spannfehlcr durch Toleranzen Position des WegmeBsystems bei einer Unterbrechung 
der Werkzeugaufnahme und ggf. des Werkzeugspann- des Strahlengangs der optischen Abtasteinrichtung er- 
faBt wird. 

Im Gegensatz zu dem bekannten Verfahren erfolgt 
45 keine Abbildung der Schneidkante auf der aktiven Fla- 
che des Fotodetektors; vielmehr wird der Lichtstrahl in 
der MeBebene fokussiert, d.h. die Lichtquelle wird auf 
der aktiven Flache des Fotodetektors abgebildet. We- 
gen der Fokussierung in der MeBebene ist die erfin- 
50 dungsgemaBe optische Abtasteinrichtung dazu geeig- 
net, einen optischen Taster von sehr geringen Abmes- 
sungen zu bilden. Dieser optische Taster, der durch den 
fokussicrtcn Lichtstrahl gebildet wird, dient nur dazu 
festzustellen, ob sich im MeBpunkt eine Schneidkante 



futters oder Verunreinigungen in diesen Bereichen sein. 
Diese Fehlerursache ist von besonderer Bcdeutung, da 
sich die auftretenden Spannfehler nach jedem Werk- 
zeugwechsel andern konnen. Dies stellt ein schwerwie- 
gendes Problem bei der F.ndbearbeitung auf bediener- 
los arbeitenden Werkzeugmaschinen dar. Auch Rund- 
lauffehler der Frasspindel konnen sich als dynamische 
Rundlauffehler des Fraswerkzeugs auBern. 

Die von der Drehfrequenz der Frasspindel abhangi- 
gen dynamischen Rundlauffehler sind von besonderer 
Bcdeutung bei schnellaufenden Frasspindcln, insbeson- 
dere beim Hochgeschwindigkeitsfrasen, wcil die auftre 



tenden Fliehkrafte mit dem Quadrat der Drehfrequenz 55 befindet oder nicht. Sobald eine Schneidkante den in der 



ansteigen. 

Fiir eine vollstandige Erfassung der fur das Arbeitser- 
gebnis bedeutsamen Rundlauffehler ist es deshalb erfor- 
derlich, die Fraswerkzeuge im eingespannten Zustand 
und bei der Betriebs-Drehfrequenz zu vermessen. 

Bekannte Verfahren zum beruhrungslosen Vermes- 
sen von Schneidkanten am Umfang eines Fraswerk- 
zeugs, die mit einem Laserscanncr arbeiten, sind auf- 
grund ihrer Arbeitsweise nicht fiir den Einsatz an sich 
drehenden Fraswerkzeugen geeignet. Bei diesen Ver- 
fahren wird die Projektion der Schneidkante vermes- 
sen; diese andert sich jedoch bei der Drehung standig. 
Diese Laserscannerverfahren konnen daher nicht zur 



MeBebene fokussierten Strahlengang unterbricht, wird 
im wesentlichen die gesamte aktive Flache des Fotode- 
tektors verdunkelt. 

Infolge der erfindungsgemaB vorgesehenen Relativ- 
bo Vorschubbewegung zwischen der optischen Abtastein- 
richtung und dem zu vermessenden Fraser erfolgt der 
MeBvorgang durch ein WegmeBsystem, das die Positio- 
nen dieser Vorschubbewegung zu bestimmten Zeit- 
punkten erfaBt. Die MeBgenauigkeit wird daher nur 
65 durch die Genauigkeit dieses WegmeBsystems be- 
stimmt, die sehr hoch gewahlt werden kann, und hangt 
nicht von der Drehfrequenz des Fraswerkzeugs ab. 
Somit konnen auch die bei den Bctricbs-Drchfre- 
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quenzen beim Hochgeschwindigkeitsfrasen auftreten- 
den dynamischen Rundlauffehler erfaOt werden. 

GemaD einer bcvorzugten Ausfuhrungsform des er- 
findungsgcmaUcn Verfahrens ist vorgesehen, daQ die 
Drehfrequcnz des Fraswerkzeugs durch einen Drehfre- 
qucnzgcbcr crfaOi und cin Drchfrcqucnzsignal an die 
Auswerteeinrichtung ubermittelt wird, und daQ in der 
Auswenecinrichiung die Anzahl der Unterbrechungen 
des Strahlengangs der optischen Abtasteinrichtung pro 
Umdrehung des Fraswerkzeugs ermittelt wird. Diese 
gleichzemge Ermutlung der Drehfrequenz des Fras- 
werkzeugs und die Verknupfung mit der Anzahl der 
Unterbrechungen des Sirahlengangs ermoglicht es, 
nicht nur die radial jeweils am weitesten vorragende 
Schneidkante. sondern auch die ubrigen Schneidkanten 
zu vermcsscn. 

In Weiterbildung dieses Erfindungsgedankens ist vor- 
gesehen. daQ bei Annaherung der optischen Abtastein- 
richtung an das Fraswerkzeug die Positionen des Weg- 
meQsystems beim erstmaligen Auftreten einer Unter- 
breehun g des S trahlengangs und zu dem _Zcitpunkt er- 
faQt werden, wenn die Anzahl der Unterbrechungen pro 
Umdrehung des Fraswerkzeugs gleich der Schneiden- 
zahl des Fraswerkzeugs ist, und daQ in der Auswerteein 



erfolgt die Relativbewegung des Fraswerkzeugs 1 zur 
optischen Abtasteinrichtung 7 durch die Verschiebung 
des Werkzeugschiittens 4, in dem das Fraswerkzeug 1 
gelagert ist. Hierfur werden der ohnehin vorhandene 
Vorschubantrieb des Maschinenschlittens 4 und dessen 
WegmcQsystem verwendet. 

Stattdessen ist es auch moglich, durch eine gesonder- 
te Vorschubeinrichtung und ein WegmeOsystem die op- 
tische Abtasteinrichtung 7 relativ zu der Fraswerkzeug- 
achse 14 zu verfahren. 

Ein mit der Frasspindel 3 in Verbindung stehender 
Drehfrequenzgeber 15 liefert ein Drehfrequenzsignal 
an eine Auswerteeinrichtung 16, der auch die Ausgangs- 
signale des Fotodetektors 13 zugefGhrt werden. Auch 
die Wegsignale des WegmeOsystems 16 werden an die 
Auswerteeinrichtung 16geliefert 

Einzelheiten der Signalverarbeitung ergeben sich aus 
Fig. 2. 

Die von der in Fig, 2 nur schematisch dargestellten 
20 optischen Abtasteinrichtung 7 erzeugten Ausgangssi- 
gnale^des-Fotodetektors 13 werden in einem MeQurn- 
former 17 verstarkt und mitteis einer JComparatorschal 
tung in ein Binarsignal 18 umgewandelt. Der Zustand 
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■ . - - k — - - — dieses Binarsignals 18 (0 oder 1) gibt an, ob der Licht- 

nchtung der Abstand dieser betden Positionen als MaB 2 5 strahl in der optischen Abtasteinrichtung 7 in der MeB- 

fur den Rundlauffehler des Fraswerkzeugs ermittelt ebene 12 von einer Schneidkante 2 unterbrochen wurde 

w,rd ' odernicht. 

GemaB einer anderen voneilhaften Ausgestaltung Der Drehfrequenzgeber 19 erzeugt Uber einen MeB- 

des Erfindungsgedankens ist vorgesehen, daB die opti- umformer 20 ein Binarsignal 21 mit einer Frequenz die 

sche Abtasteinrichtung und das Fraswerkzeug relativ 3 o gleich der Drehfrequenz des zu vermessenden Fras- 



zueinander iiber dessen Durch messer verfahren wer 
den, daQ dabei die Positionen des WegmeOsystems beim 
erstmaligen und beim letztmaligen Auftreten einer Un- 
terbrcchung des Strahlengangs erfaBt werden, und daB 
in der Auswerteeinrichtung der Abstand dieser beiden 
Positionen als MaB fiir den Flugkreisdurchmesser des 
Fraswerkzeugs ermittelt wird. 

Nachfolgend werden Ausfuhrungsbeispiele der Erfin- 
dung anhand der Zeichnung naher erlautert. Es zeigt: 

Fig. 1 in stark vereinfachter Darstellungsweise eine 
Vorrichtung zum beruhrungslosen Vermessen von 
Schneidkanten am Umfang eines sich drehenden Fras- 
werkzeugs und 

Fig. 2 eine vercinfachte Obersicht Ober die Signalver- 
arbeitung in der Vorrichtung nach Fig. 1. 

Ein Fraswerkzeug 1 weist an seinern Umfang mehre- 
re zu vermessende Schneidkanten 2 auf. Das Fraswerk- 
zeug 1 ist an einer Frasspindel 3 aufgenommen, die in 
einem Maschinenschlitten 4 gelagert ist und mit ihrer 
Betriebs-Drehfrequenz angetrieben wird Der Maschi- 
nenschlitten 4 ist in einer durch einen Pfeil 5 angedeute- 
ten Vorschubrichtung verfahrbar. Diese Vorschubbe- 
wegung wird durch ein WegmeOsystem 6 erfaQt. 

Eine optische Abtasteinrichtung 7, die nach Art einer 
Lichtschranke aufgebaut ist. besteht aus einer Licht- 
quelle 8, die koharentes Licht aussendet. Das von der 
Lichtquelle 8 emittierte Strahlenbundel 9 fallt parallel 
zu einer optischen Achse 10 der Abtasteinrichtung 7 in 
eine Fokussierungsoptik II ein und wird von dieser in 
einer MeQebene 12 fokussiert und erzeugt eine Abbil- 
dung der Lichtquelle 8 auf der aktiven Flache eines 
Fotodetektors 13. 

Die Vorschubbewegung des Fraswerkzeugs I erfolgt 
in der MeQebene 12, in der auch die Fraserachse 14 des 
Fraswerkzeugs 1 liegt. Das Fraswerkzeug I wird in der 
gemeinsamen Normalrichtung der Fraswerkzeugachse 
14 und der optischen Achse 10 verfahren. 

Bei dem in Fig. 1 dargestellten Ausfuhrungsbeispiel 
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werkzeugs 1 ist. 

Ein Impulszahler 22, dem das Binarsignal 18 zugefiihrt 
wird, ist ein Binarzahler mit einer Stellenzahl von 8 Bit. 
Der Impulszahler 22 arbeitet umlaufend, d.h. nach dem 
Erreichen des hochsten Zahlerstandes von 25 erfolgt mil 
dem nachsten Impuls des Signals 21 ein Obergang auf 
den Wert 0. 

Ein Haiteregister 23 dient zur Abtastung des Zahler- 
stands des Impulszahlers 22 synchron zur Drehfrequenz 
40 des Fraswerkzeugs 1. Der Zahlerstand des Impulszah- 
lers 22 wird hierzu mit der (willkiirlich festgelegten) 
aktiven Flanke des Signals 21 in das Haiteregister 23 
ubernommen und dort bis zur nachsten aktiven Flanke 
des Signals 21 gehalten. 

Ein Mikrorcchner 24, dem die Signale 18 und 21 sowie 
das Ausgangssignal des Halteregisters 23 zugefUhrt 
werden, stellt ein herkommliches Mikroprozessorsy- 
stem dar, bestehend aus einem Mikroprozessor, einem 
Nur-Lese-Speicher (ROM) zur Programmspeicherung, 
einem als Arbeitsspeicher dienenden Schreib-Lese- 
Speicher(RAM), einem programmierbaren Parallelsch- 
nittstellenbaustein (VIA) und einigen Hilfsschaltungen 
wieTaktgcnerator, Leistungstreibern u.dgl. 

An einen Ausgang des Mikrorechners 24 ist eine An- 
zeigeeinheit 25 angeschlossen. die zur Anzeige des Zu- 
stands des Signals 18, zur Ausgabe der ermittelten Zahl 
der in den Lichtstrahl eingreifenden Schneidkanten 2 
und zur Signalisierung von Systemzustanden (Bereit- 
und Fehlermeldung) dient. 

Die Messung des Rundlauffehlers der Schneidkanten 
2 des Fraswerkzeugs 1 geschieht wie folgt. Durch Ver- 
fahren des Maschinenschlittens 4 werden das zu ver- 
messende, mit seiner Betriebsdrehfrequenz angetriebe- 
ne Fraswerkzeug 1 und die optische Abtasteinrichtung 7 
so zu einander positioniert, daQ der von der Lichtquelle 
8 emittierte Lichtstrahl den Fotodetektor 13 erreicht 
und nicht von einer Schneidkante 2 des Fraswerkzeugs 
1 unterbrochen wird. Dies wird von der nachgeschalte- 
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ten Auswerteeinheit 16 erkannt und zur Anzeige ge- 
bracht. 

Mittels der Vorschubeinrichtung fur den Maschinen- 
schlitten 4 werden das Fraswerkzeug 1 und die optische 
Abtasteinrichtung 7 so lange aufeinander zu bewegt, bis 5 
mindestens erne Schneidkante 2 in den Lichtstrahl ein- 
dringt und diesen periodisch (aufgrund der Rotation des 
Fraswerkzeugs 1) unterbricht. Dies fuhrt zu einer peri- 
odischen Anderung des Ausgangssignals 18 des Fotode- 
tektors 13. In der angeschlossenen Verarbeitungsein- 10 
richtung 16 wird der ZShlerstand des Impulszahlers 22 
synchron zur Drehfrequenz des Fraswerkzeugs 1 uber 
das Halteregister 23 in den Mikrorechner 24 tibertra- 
gen. Der Mikrorechner 24 berechnet jeweiis die Diffe- 
renz zum vorherigen Zahlerstand und damit die Zahl 15 
der Unterbrechungen des Lichtstrahls pro Umdrehung 
des Werkzeugs. Der ermittelte Wert wird auf der Anzei- 
geeinrichtung 25 angezeigt. Das WegmeBsystem 6 lie- 
fert eine erste Position in der Stellung, in der der Strah- 
Icngang in der MeBebene 12 wahrend der Vorschubbc- 20 
wegung zum erstenmai von einer Schneidkante 2 unter- 
brochen wird. 

AnschlieBend erfolgt eine weitere Vorschubbewe- 
gung, bis die angezeigte Zahl der Unterbrechungen des 
Lichtstrahls pro Umdrehung des Fraswerkzeugs gleich 25 
der Anzahl der Schneidkanten 2 des Fraswerkzeugs 1 
ist. Diese zweite Position wird ebenfalls von dern Weg- 
meBsystem 6 erfaBt. Die Wcgdiffcrcnz dicscr bcidcn 
Positionen des WegmeBsystems 6 wird in der Abtastein- 
richtung 16 berechnet; diese Wegdifferenz entspricht 30 
der Differenz zwischen dem groBten und dem kletnsten 
Abstand der Schneidkanten 2 zu der Fraserachse 14 und 
stellt somit den Rundlauffehler des Fraswerkzeugs 1 
dar. 

Zur Messung des Flugkreisdurchmessers des Fras- 35 
werkzeugs 1 wird in der schon bcschricbcncn Wcisc im 
WegmeBsystem 6 zunachst diejenige Position ermittelt, 
in der erstmalig eine Unterbrechung des Strahlengangs 
der optischen Abtasteinrichtung 7 durch cine Schneid- 
kante 2 erfolgt. AnschlieBend wird der Maschinenschlit- 40 
ten 4 in der Vorschubrichtung 5 so lange verfahren, bis 
der Strahlengang der optischen Abtasteinrichtung ,7 
nicht mehr unierbrochen wird. Die Position des Weg- 
meBsystems 6 beim Ictztmaligcn Auftretcn des Strah- 
lengangs wird erfaBt. In der Auswerteeinrichtung 16 45 
wird die Wegdifferenz dieser beiden Positionen berech- 
net; sie entspricht dem Flugkreisdurchmesser des Fras- 
werkzeugs I. 

Die Ermittiung der Drehfrequenz des Fraswerkzeugs 
1 durch den gesonderten Drehfrequenzgeber 15 kann 50 
entfallen, wenn die Drehfrequenz des Fraswerkzeugs 1 
wahrend der Messung durch die Steuerung der Werk- 
zeugmaschine exakt erfaBt wird und/oder ein dem Si- 
gnal 21 entsprechendes Signal an einer anderen Stelle 
der Steuerung verfugbar ist, das entsprechend verwen- 55 
det werden kann. 

Bei der Beschreibung des dargestellten Ausfuhrungs- 
beispiels wurde davon ausgegangen, dafl die optische 
Achse 10 der optischen Abtasteinrichtung 7, die Fraser- 
drehachse 3 und die sie verbindende MeBachse, in der 60 
die Vorschubbewegung 5 erfolgt, senkrecht aufeinander 
stehen. Abweichungen von dieser senkrechten Anord- 
nung erzeugen zwar einen systematischen MeBfehler; 
dieser kann jedoch rechnerisch korrigiert werden, so 
daB auch solche Abweichungen zugelassen werden kon- 65 
nen. Wichtig ist jedoch, daB die optische Achse 10 der 
optischen Abtasteinrichtung 7 die durch die Fraserdreh- 
achse 3 und die durch die Vorschubbewegung 5 be- 
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stimmte Stellachse aufgespannte MeBebene 12 im 
Brennpunkt des Strahlengangs schneidet. 

Patentanspruche 

t. Verfahren zum beriihrungslosen Vermessen von 
Schneidkanten am Umfang eines sich drehenden 
Fraswerkzeugs, wobei die Schneidkanten jeweiis in 
der die Fr&swerkzeugachse enthaitenden MeBebe- 
ne durch den Strahlengang einer aus einer Licht- 
quelle und einem Fotodetektor bestehenden opti- 
schen Abtasteinrichtung erfaBt werden, deren opti- 
sche Achse lotrecht zur MeBebene und tangential 
zum Flugkreis der Schneidkanten verlau ft. dadurch 
gekennzeichnet, 

daB ein von der Lichtquelle (8) erzeugter kohSren- 
ter Lichtstrahl in der MeBebene (12) fokussiert und 
die Lichtquelle (8) auf der aktiven FI2che des Foto- 
detektors (13) abgebildet wird, daB das Fraswerk- 
zeug (1) und die optische Abtasteinrichtung (7) 
wahrend des MeBvorgangs relativ zueinander ver- 
fahren werden, daB diese Relativbewegung durch 
ein WegmeBsystem (6) erfaBt wird, 
und daB in einer Auswerteeinrichtung (10) die Posi- 
tion des WegmeBsystems (6) bei einer Unterbre- 
chung des Strahlengangs der optischen Abtastein- 
richtung (7) erfaBt wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Relativbewegung des Fraswerk- 
zeugs (1) und der optischen Abtasteinrichtung (7) in 
der gemeinsamen Normalrichtung der Fraswerk- 
zeugachse (14) und der optischen Achse (10) er- 
folgt. 

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Drehfrequenz des Fraswerkzeugs 
(t) durch cincn Drehfrequenzgeber (15) erfaBt und 
ein Drehfrequenzsignal an die Auswerteeinrich- 
tung (16) ubermittelt wird. und daB in der Aus- 
werteeinrichtung (16) die Anzahl der Unterbre- 
chungen des Strahlengangs der optischen Abtast- 
einrichtung pro Umdrehung des Fraswerkzeugs (1) 
ermittelt wird. 

4. Verfahren nach Anspruchen 1 und 3, dadurch 
gekennzeichnet, daB bei Annaherung der optischen 
Abtasteinrichtung (7) an das Fraswerkzeug (1) die 
Positionen des WegmeBsystems (6) beim erstmali- 
gen Auftreten einer Unterbrechung des Strahlen- 
gangs und zu dem Zeitpunkt erfaBt werden, wenn 
die Anzahl der Unterbrechungen pro Umdrehung 
des Fraswerkzeugs (1) gleich der Schneidenzahl des 
Fraswerkzeugs ist, und daB in der Auswerteeinrich- 
tung (16) der Abstand dieser beiden Positionen als 
MaB fur den Rundlauffehler des Fraswerkzeugs (1) 
ermittelt wird. 

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die optische Abtasteinrichtung (7) 
und das Fraswerkzeug (1) relativ zueinander uber 
dessen Durchmesser verfahren werden, daB dabei 
die Positionen des WegmeBsystems (6) beim erst- 
maligen und beim letztmaligen Auftreten einer Un- 
terbrechung des Strahlengangs erfaBt werden, und 
daB in der Auswerteeinrichtung (16) der Abstand 
dieser beiden Positionen als MaB fur den Flugkreis- 
durchmesser des Fraswerkzeugs ( 1 ) ermittelt wird. 
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